
(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호   10-2010-0000128

(43) 공개일자   2010년01월06일

(51) Int. Cl.
      

H05B 33/10 (2006.01)  C23C 14/04 (2006.01)

    H01L 51/56 (2006.01)
(21) 출원번호       10-2008-0059506

(22) 출원일자       2008년06월24일

     심사청구일자   없음 

(71) 출원인

엘지디스플레이 주식회사

서울 영등포구 여의도동 20번지

(72) 발명자

김태형

대구광역시 북구 침산2동 삼정그린코아 101동 10
5호

(74) 대리인

김용인, 박영복

전체 청구항 수 : 총 5 항

(54) 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛

(57) 요 약

본 발명은 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛 및 이를 이용한 유기 발광 표시장치의 제조 방법에 관한 것으

로, 마스크 처짐 현상을 방지함과 아울러, 증착 마스크 유닛의 프레임을 통해 전달되는 자기력에 의하여 마스크

패턴이 왜곡되는 문제를 방지하는 것을 목적으로 한다.

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 증착 마스크 유닛은, 분할 마스크 구조를 채택함과 아울러, 분할

마스크 중에서 사이드부에 배치된 분할 마스크와 얼라인 마스크는 자기력 완충 영역을 사이로 서로 이격된 것을

특징으로 한다.

또한, 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 증착 마스크 유닛은, 얼라인 마스크 및 분할 마스크 사이의

공간을 가리는 틈새 마스크를 비자성체로 형성한 것을 특징으로 한다.

대 표 도 - 도4
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특허청구의 범위

청구항 1 

중앙의 개구 영역을 둘러싸는 네 변으로 이루어진 프레임;

상기 프레임의 네 변 중에서 서로 대향하는 두 변과 대응되는 양 사이드부에 구비되며, 상기 프레임에 고정된

한 쌍의 얼라인 마스크;

상기 한 쌍의 얼라인 마스크와 나란하도록 배치되며, 양 끝단이 프레임의 다른 두 변에 고정되어 증착 물질이

투과하는 개구부 및 상기 개구부를 제외한 더미 영역으로 구성된 복수의 분할 마스크;

서로 이웃하는 분할 마스크 사이에 배치되어 마스크 사이의 공간이 노출되지 않도록 배치된 복수의 틈새 마스

크를 포함하며,

상기 한 쌍의 얼라인 마스크 및 분할 마스크는 자기력 완충 영역을 사이로 서로 이격하도록 배치된 것을 특징

으로 하는 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 자기력 완충 영역의 폭은, 상기 프레임으로부터 전달되는 자기력과 비례하도록 설정된 것을 특징으로 하

는 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛.

청구항 3 

중앙의 개구 영역을 둘러싸는 네 변으로 이루어진 프레임;

상기 프레임의 네 변 중에서 서로 대향하는 두 변과 대응되는 양 사이드부에 구비되며, 상기 프레임에 고정된

한 쌍의 얼라인 마스크;

상기 한 쌍의 얼라인 마스크와 나란하도록 배치되며, 양 끝단이 프레임의 다른 두 변에 고정되어 증착 물질이

투과하는 개구부 및 상기 개구부를 제외한 더미 영역으로 구성된 복수의 분할 마스크;

상기 한 쌍의 얼라인 마스크 및 분할 마스크 사이의 공간을 가리는 한 쌍의 제 1 틈새 마스크; 및

서로 이웃하는 분할 마스크 사이에 배치되어 마스크 사이의 공간이 노출되지 않도록 배치된 복수의 제 2 틈새

마스크로 구성되며,

상기 제 1 틈새 마스크는 비자성체로 형성된 것을 특징으로 하는 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛.

청구항 4 

제 3 항에 있어서,

상기 제 1 틈새 마스크를 구성하는 비자성체는 내열성 플라스틱 또는 비자성 금속인 것을 특징으로 하는 유기

발광 표시장치용 증착 마스크 유닛.

청구항 5 

제 3 항에 있어서,

상기 제 1 틈새 마스크는, 폴리아크릴니트릴, 폴리벤즈이미다졸, 폴리이미드 가운데 어느 하나의 재질로 형성

된 것을 특징으로 하는 증착 마스크 유닛.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛에 관한 것으로, 보다 상세하게는 프레임으로부터 전달되는<1>
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자기력에 의하여 마스크의 미세 변형이 발생함에 따라 증착 패턴이 왜곡되는 문제를 방지할 수 있는 구조를 가

진 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛에 관한 것이다.

    배 경 기 술

정보화 사회의 발전에 따라, 종래의 CRT(Cathode Ray Tube)가 가지는 무거운 중량과 큰 부피와 같은 단점들을<2>

개선한, 새로운 영상 표시 장치의 개발이 요구되고 있으며, 

이에 따라, LCD(Liquid Crystal Display Device, 액정 표시 장치), 유기 발광 표시장치(OLED : Organic Light<3>

Emitting  Diode  Display  Device),  PDP(Plasma  Panel  Display  Device),  SED(Surface-conduction  Electron-

emitter Display Device)등과 같은 여러 가지 평판 표시 장치들이 주목받고 있다.

그 중 유기 발광 표시장치는 전자(electron)와 정공(hole)의 재결합(recombination)하여 여기자(exciton)을 형<4>

성하고, 형성된 여기자로부터의 에너지에 의해 특정한 파장의 빛이 발생하는 자발광 소자인 유기 발광 다이오드

를 이용한 것으로, 콘트라스트 비(Contrast Ratio)와 응답 속도(response time) 등의 표시 특성이 우수하며, 플

렉서블 디스플레이(Flexible Display)의 구현이 용이하여 가장 이상적인 차세대 디스플레이로 주목받고 있다.

상기 유기 발광 표시장치는 일반적으로, 기판 상에 유기 재료로 이루어진 여러 층의 박막을 음극과 양극이 싸고<5>

있는 구조로 이루어져 있으며, 상기 음극과 양극에 수 볼트의 전압을 인가하면 전류가 흐르게 되면서 유기 박막

내에서 발광 현상이 발생하게 된다. 즉, 전류 주입에 의해 유기 분자가 여기 상태(excited state)로 들뜨게 되

었다가 다시 원래의 기저 상태(ground state)로 돌아오면서 여분의 에너지를 빛으로 방출하게 된다.

이와 같이, 여러 층의 유기 박막을 포함하고 있는 유기 발광 표시장치를 형성하기 위해서는, 기판 전체에 걸쳐<6>

균일한 두께로 유기 박막을 증착하는 것이 중요하다.

일반적으로, 기판에 박막을 형성하는 방법으로는 진공 속에서 물질을 증발시켜 그 속에 놓아 둔 물체 표면에 균<7>

일한 막을 입히는 진공증착법(Evaporation)과, 증착하고자 하는 물질을 증발법으로 기상(gas phase)화 한 뒤 활

성 가스(reactive  gas)나 불활성 기체들과 함께 이온화하여 음의 전압이 가해진 기판으로 가속화함으로써 증착

하는 이온 플레이팅법(Ion plating)과, 금속판에 아르곤 등의 불활성 원소의 이온을 충돌시켜서 금속 원자 또는

분자를  방출시켜서  기판  표면에  막을  입치히는  스퍼터링(sputtering)법과  같은  물리증착법(PVD:  Physical

Vaporized  Deposition)과, 가스 반응을 이용하여 기판 상에 박막을 형성하는 화학기상 증착법(CVD: Chemical

Vaporized Deposition)이 있다. 이 중에서 유기 발광 표시장치를 구성하는 유기 박막을 형성하기 위해서는 주로

진공증착법이 이용되고 있다.

도1은 유기 발광 표시장치의 유기 박막 등을 형성하는 데 사용되는 증착 장치를 나타낸 단면도이다.<8>

도1에서 알 수 있듯이, 유기 발광 표시장치용 증착 장치는, 내부를 진공 상태로 유지하는 챔버(10)와, 상기 챔<9>

버 내부에 배치되는 증착원(20)과, 상기 증착원(20)의 상부에 배치되는 증착 마스크 유닛(30)과, 상기 증착 마

스크 유닛과 기판(40)을 사이로 배치되는 마그넷 유닛(magnet unit)(50)을 포함한다.

상기 챔버의 내부는 기판(40)에 박막을 증착하여 형성할 때, 높은 진공도 및 높은 온도로 유지된다. 이와 같이,<10>

높은  진공도를  유지하기  위해서  도시하지는  않았지만,  TMP(Turbo  Molecular  Pump)와  같은  진공  펌프를

구비한다.

또한,  도시하지는  않았으나,  증발하는  재료의  속도를  측정하기  위한  두께  센서(thickness  monitoring<11>

sensor)와, 측정된 두께에 따라 증착원의 움직임을 제어하는 컨트롤러(thickness controller)와, 상기 증착원으

로부터의 증발된 물질을 차단할 수 있는 셔터(shutter) 등이 추가로 더 구비될 수 있다.

상기 증착원(20)은 챔버 내부의 하단부(bottom portion)에 배치되며, 내부에 증착 물질을 포함하는 가열 용기<12>

(crucible)형태로서, 열로 상기 증착 물질을 증발시켜 기판에 증착시킨다. 

상기 증착 마스크 유닛(30)은, 중앙에 개구 영역을 가지며 상기 개구 영역을 둘러싸도록 형성된 네 변으로 구성<13>

되는 프레임과, 상기 프레임에 고정되어 선택적으로 증착 물질을 기판에 증착시키는 마스크로 구성된다.

상기 기판은, 복수의 셀이 매트릭스 형태로 배열되어 증착 물질이 증착되는 액티브 영역 및 상기 액티브 영역을<14>

제외한 더미 영역으로 구성되며, 상기 마스크는 각 액티브 영역에 대응되는 영역이 개구된 개구부를 가진다.

또한, 상기 챔버 내부에는 기판과 마스크를 정렬시키기 위한 정렬기(aligner)를 구비할 수 있다.<15>

상기 마그넷 유닛(50)은, 기판(40)을 사이로 상기 증착 마스크 유닛과 대향하도록 배치되며, 자기력을 이용하여<16>
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기판과 마스크가 서로 밀착되도록 한다.

도2는 상기 증착 마스크 유닛을 나타낸 평면도이다.<17>

도2에서 알 수 있듯이, 상기 증착 마스크 유닛(30)은, 중앙에 대략 직사각형 형태의 개구 영역을 가지며 상기<18>

개구 영역을 둘러싸도록 형성된 네 변으로 구성되는 프레임(32)과, 상기 프레임에 고정되어 선택적으로 증착 물

질을  기판에  증착시키기  위하여  각각이  셀  영역에  대응되는  복수의  개구부(36)를  가지는  마스크(34)를

포함한다. 

도3은 상기 증착 마스크 유닛 및 마그넷 유닛을 확대한 단면도이다. 도3에서 알 수 있듯이, 상기 마그넷<19>

유닛(50)은 기판(40)을 사이로 증착 마스크 유닛(30) 상부에 배치되며, 기판과 대향하는 반대면에 복수의

홈(52a)을 가지는 갭 플레이트(gap plate)(52)와, 상기 갭 플레이트와 일정 거리를 두고 배치되는 자성체(54)

및 상기 자성체가 결합되어 배열되는 마그넷 플레이트(magnet plate)(58)를 포함한다.

상기 갭 플레이트(52)에 구비된 홈(52a)은 일정한 간격으로 형성되며, 상기 마그넷 플레이트(58)의 일면에 돌출<20>

되도록 구비된 자성체(54)가 상기 홈 내부에 배치된다. 이 때, 자성체(24)와 갭 플레이트(52)는 서로 접촉하지

않도록 배치된다. 이와 같이, 자성체가 갭 플레이트에 접촉하지 않도록 배치되면, 기판에 국부적인 압력이 가해

셔서 기판이 파손되는 것을 방지한다.

또한, 상기 갭 플레이트 내부에는 마그넷 유닛의 온도를 균일하게 유지시키기 위한 냉각 튜브(15)가 구비될 수<21>

있다.

    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제

그러나, 이와 같이 종래에 유기 박막 등을 형성하기 위하여 사용되는 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛의<22>

경우에, 하나의 마스크가 기판 전체에 대응되는 원장 방식이어서, 기판 사이즈(size)의 대형화 및 고해상도 디

스플레이 구현을 위한 패턴의 고정세화(高精細化)에 대응하는 것이 용이하지 않다는 한계를 가지고 있다.

즉, 기판이 대형화되면서 증착 마스크 역시 대형화되고, 이에 따라 마스크 자체의 하중과 기판 자체의 하중에<23>

의하여 마스크가 평탄한 상태를 유지하지 못하고 휘어져 버리는 문제점이 발생하였다.

또한, 증착 마스크 유닛과 기판 사이를 밀착시키기 위하여, 마그넷 유닛과 증착 마스크 유닛 사이의 자기력을<24>

이용하는데, 이 때 자기력이 증착 마스크의 프레임을 통해 증착 마스크에서 프레임과 인접한 사이드 부분의 마

스크  패턴에  영향을  주어서,  증착  패턴이  왜곡되는  마그넷  에지(magnet  edge)  현상이  발생하는  문제점이

있었다.

본 발명에 따른 증착 마스크 유닛은, 마스크 처짐 현상을 방지함과 아울러, 증착 마스크 유닛의 프레임을 통해<25>

전달되는 자기력에 의하여 마스크 패턴이 왜곡되는 문제를 방지하는 것을 목적으로 한다.

        과제 해결수단

본 발명의 실시예에 따른 증착 마스크 유닛은 상기 목적을 달성하기 위하여 안출된 것으로서, 사이드 부분에 배<26>

치되는 한 쌍의 얼라인 마스크와, 상기 얼라인 마스크 사이에 배치되어 서로 나란하게 배치된 복수의 분할 마스

크와, 상기 분할 마스크 사이의 공간을 가리는 틈새 마스크로 구성된 구조를 채택함과 아울러, 상기 분할 마스

크 중에서 얼라인 마스크와 인접한 분할 마스크는 자기력 완충 영역을 사이로 상기 얼라인 마스크와 서로 이격

되도록 형성된 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 증착 마스크 유닛은, 사이드 부분에 배치되는<27>

한 쌍의 얼라인 마스크와, 상기 얼라인 마스크 사이에 배치되어 서로 나란하게 배치된 복수의 분할 마스크와,

상기 분할 마스크 사이 또는 얼라인 마스크 및 분할 마스크 사이의 공간을 가리는 틈새 마스크로 구성된 구조를

채택함과 아울러, 상기 틈새 마스크 가운데 얼라인 마스크 및 분할 마스크 사이의 공간을 가리는 틈새 마스크는

비자성체로 형성된 것을 특징으로 한다.

        효 과

이와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛은, <28>
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증착 마스크가 하나의 원장 형태가 아닌 복수로 분할된 분할 마스크 방식을 채택함으로써, 기판의 대형화 및 고<29>

정세화에 대응할 수 있을 뿐만 아니라, 국부적으로 불량이 발생한 마스크를 효과적으로 리페어(repair)할 수 있

는 효과를 가진다. 

또한, 하나의 마스크 자체의 하중을 감소시킴으로써, 마스크 자체의 하중에 의한 처짐을 방지할 수 있고, 분할<30>

마스크의 변형 및 왜곡을 최소화하여 마스크의 정렬(alignment)에 소요되는 시간을 줄일 수 있어서 생산성을 향

상시킬 수 있는 효과를 제공한다.

또한, 본 발명의 실시예에 따른 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛은, 얼라인 마스크와 분할 마스크 사이<31>

를 이격시켜서 프레임을 통해 전달된 자기력이 분할 마스크에 형성된 마스크 패턴을 왜곡시키는 것을 방지하는

효과를 제공한다.

또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛은, 얼라인 마스크와 분할 마스크<32>

사이의 공간을 가리는 틈새 마스크를 비자성체로 형성함으로서 역시 프레임을 통해 전달된 자기력이 분할 마스

크에 형성된 마스크 패턴을 왜곡시키는 것을 방지하는 효과를 제공한다.

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

다음으로, 본 발명의 실시예에 따른 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛에 대하여 보다 상세히 설명하기로<33>

한다.

본 발명의 실시예에 따른 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛은, <34>

중앙에 개구 영역을 가지며 상기 개구 영역을 둘러싼 네 변으로 이루어진 프레임과, 상기 프레임의 네 변 중에<35>

서 서로 대향하는 두 변과 대응되는 개구 영역의 양 사이드부에 구비되며 상기 프레임에 고정되는 한 쌍의 얼라

인 마스크와, 상기 한 쌍의 얼라인 마스크 사이에 서로 이격하여 상기 얼라인 마스크와 나란하도록 배치되며 양

끝단이 각각 프레임의 다른 두 변에 고정된 복수의 분할 마스크와, 서로 이웃하는 분할 마스크 사이에 배치되어

마스크 사이의 공간을 가리는 복수의 틈새 마스크를 포함하며,

상기 얼라인 마스크와 분할 마스크는 서로 이격되어, 얼라인 마스크 및 분할 마스크 사이에 자기력 완충 영역을<36>

가지는 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛은,<37>

중앙에 개구 영역을 가지며 상기 개구 영역을 둘러싼 네 변으로 이루어진 프레임과, 상기 프레임의 네 변 중에<38>

서 서로 대향하는 두 변과 대응되는 개구 영역의 양 사이드부에 구비되며 상기 프레임에 고정되는 한 쌍의 얼라

인 마스크와, 상기 한 쌍의 얼라인 마스크 사이에 서로 이격하여 상기 얼라인 마스크와 나란하도록 배치되며 양

끝단이 각각 프레임의 다른 두 변에 고정된 복수의 분할 마스크와, 서로 이웃하는 분할 마스크 사이 또는 얼라

인 마스크 및 분할 마스크 사이에 배치되어 마스크 사이의 공간을 가리는 복수의 틈새 마스크를 포함하며,

상기 틈새 마스크 중에서 얼라인 마스크 및 분할 마스크 사이의 공간을 가리는 틈새 마스크는 비자성체로 형성<39>

된 것을 특징으로 한다.

다음으로, 첨부된 도면을 참조로 하여 본 발명의 실시예에 따른 증착 마스크 유닛에 대하여 보다 상세히 설명하<40>

기로 한다.

도4는 본 발명의 실시예에 따른 증착 마스크 유닛을 나타낸 평면도이고, 도5는 도4의 Ⅰ∼Ⅰ´의 단면을 나타낸<41>

단면도이다.

도4 및 도5에서 알 수 있듯이, <42>

본 발명의 실시예에 따른 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛은, 중앙에 개구 영역(105)을 가지며 상기 개<43>

구 영역을 둘러싼 네 변(112a,112b,112c,112d)으로 이루어진 프레임(110)과, 상기 프레임의 네 변 중에서 서로

대향하는 두 변(112a,112b)과 대응되는 개구 영역의 양 사이드부에 구비되며 상기 프레임에 고정되는 한 쌍의

얼라인 마스크(102)와, 상기 한 쌍의 얼라인 마스크 사이에 서로 이격하여 상기 얼라인 마스크와 나란하도록 배

치되며 양 끝단이 각각 프레임의 다른 두 변(112c,112d)에 고정된 복수의 분할 마스크(120)와, 서로 이웃하는

분할 마스크 사이에 배치되어 마스크 사이의 공간을 가리는 복수의 틈새 마스크(104)를 포함하며,

상기 얼라인 마스크와 분할 마스크는 자기력 완충 영역(128)을 사이로 서로 이격되어 형성된 것을 특징으로 한<44>
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다.

상기 프레임(110)은, 얼라인 마스크(102)와 틈새 마스크(104) 및 분할 마스크(120) 등을 고정하여 지지하는 역<45>

할을 한다. 또한, 상기 프레임은 소정의 탄성력을 가지면서도 특히, 인장된 상태의 분할 마스크를 안정된 상태

로 지지하여야 하므로 충분한 강성을 지닌 재질로 형성한다.

상기 얼라인 마스크(102)는, 장방형의 박판으로 구성되며, 상기 개구 영역 중에서 상기 프레임의 네 변 가운데<46>

서로 대향하는 두 변(112a, 112b)에 대응되는 양 사이드부에 위치한다. 상기 얼라인 마스크의 일부분은 상기 개

구 영역과 중첩되고, 나머지 부분은 프레임 상부에 위치하게 된다. 

상기 얼라인 마스크는 개구 영역과 중첩되는 영역과, 프레임 상부에 위치하는 영역 각각에 별도의 얼라인 마크<47>

를 구비하여서, 프레임 및 분할 마스크를 정렬시킴과 아울러, 증착 마스크 유닛과 기판을 정렬시키는 것이 가능

하다.

상기 얼라인 마스크는 상기 프레임에 레이저 등으로 용접되어 고정될 수도 있으며, 볼트 등으로 착탈 가능하도<48>

록 고정되는 것도 가능할 것이다.

상기 분할 마스크(120)는, 역시 장방형의 박판으로 형성되며, 길이 방향을 따라 소정의 간격으로 이격하여 증착<49>

물질이 통과할 수 있도록 각각이 하나의 셀 영역에 대응되는 개구부(122)와 상기 개구부를 제외한 더미 영역

(124)으로 구성된다. 

도면에서는 상기 개구부를 장방형 형태로 도시하였으나, 필요에 따라서는 미세 패턴을 형성하도록 패터닝된 마<50>

스크 패턴을 가질 수 있다.

상기 분할 마스크는, 인장력에 대해서도 안정될 수 있도록 충분한 강성을 지니면서도 열에 따른 팽창율이 낮으<51>

며, 자성을 지니는 물질로 형성되는 것이 바람직하다. 

상기 분할 마스크 각각은, 프레임의 상부에서 서로 대향하는 다른 두 변(112c, 112d)에 양 끝단이 고정된다. 이<52>

때, 분할 마스크가 충분한 평평도를 유지할 수 있도록 분할 마스크에 인장력을 가하여 고정하는 것이 바람직할

것이다. 예를 들면, 레이저로 프레임에 용접하여 고정하거나, 볼트 등으로 착탈 가능하도록 고정하는 것도 가능

하다.

상기 분할 마스크와 얼라인 마스크는 자기력 완충 영역을 사이로 서로 이격되도록 형성된다. 즉, 프레임으로부<53>

터 전달되는 자기력이, 분할 마스크에 형성된 마스크 패턴에 영향을 주지 않도록 분할 마스크 및 얼라인 마스크

를 이격시킨다. 이 때, 상기 자기력 완충 영역의 폭 즉, 분할 마스크 및 얼라인 마스크 사이의 거리는 프레임을

통해 전달되는 자기력과 비례하도록 설정된다.

프레임을 통해 전달되는 자기력은, 측정 장비를 이용하여 측정할 수도 있으며, 사이드부에 위치하는 패턴들의<54>

불량률을 통해 추정할 수도 있을 것이다.

상기 틈새 마스크(104)는, 역시 장방형의 박판으로 형성되며, 서로 이웃하는 분할 마스크 사이에 배치되어 분할<55>

마스크 사이의 공간이 오픈되지 않도록 하여서, 기판 상의 셀 영역을 제외한 불필요한 영역에 증착 물질이 증착

되는 것을 방지한다. 

상기 틈새 마스크는 역시 양 끝단이, 분할 마스크의 양 끝단이 고정된 서로 대향하는 프레임의 두 변(112c,<56>

112d)에 고정되며, 예를 들면 레이저 용접 등으로 고정되거나 볼트 등으로 착탈 가능하도록 고정될 수 있다.

또한, 상기 틈새 마스크는 도5에 도시된 바와 같이, 상기 얼라인 마스크 및 분할 마스크의 바닥면, 즉 증착원과<57>

대향한 면에 구비된다.

또한, 상기 분할 마스크는 예를 들면, 니켈-코발트 합금이나, 인바(invar) 합금, 서스(SUS), 니켈(Nickel) 등의<58>

재질이나 이들의 합금 중에서 선택할 수 있을 것이다.

이와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 증착 마스크 유닛은, 복수의 분할 마스크 구조를 채택함으로서 종전의 원<59>

장 마스크 방식에 비하여 마스크 하나의 하중을 줄일 수 있음과 아울러 마스크에 작용하는 인장력을 통해 마스

크의 처짐을 방지할 수 있으며, 옵셋(offset)을 주는 것이 용이하므로 보다 정밀하게 패턴을 형성하는 것이 가

능하다. 

또한, 얼라인 마스크 및 분할 마스크가 자기력 완충 영역(128)을 사이로 서로 이격되어 있어서, 프레임을 통해<60>

전달되는 자기력이 얼라인 마스크 및 자기력 완충 영역을 지나면서 약해지기 때문에, 분할 마스크의 마스크 패
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턴들은 자기력에 의하여 영향을 받지 않게 된다. 따라서, 사이드 부분의 마스크 패턴이 왜곡되어 증착 패턴이

왜곡되는 문제점을 해결할 수 있는 효과를 가진다.

다음으로, 도6 및 도7을 참조로 하여, 본 발명의 다른 실시예에 따른 증착 마스크 유닛에 대하여 설명하기로 한<61>

다. 

도6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 증착 마스크 유닛을 설명하기 위한 평면도이고, 도7은 도6의 Ⅱ∼Ⅱ´의<62>

단면을 나타낸 단면도이다.

도6 및 도7에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 증착 마스크 유닛은, <63>

중앙에 개구 영역(105)을 가지며 상기 개구 영역을 둘러싼 네 변(112a,112b,112c,112d)으로 이루어진 프레임<64>

(110)과, 상기 프레임의 네 변 중에서 서로 대향하는 두 변(112a,112b)과 대응되는 개구 영역의 양 사이드부에

구비되며 상기 프레임에 고정되는 한 쌍의 얼라인 마스크(102)와, 상기 한 쌍의 얼라인 마스크 사이에 서로 이

격하여 상기 얼라인 마스크와 나란하도록 배치되며 양 끝단이 각각 프레임의 다른 두 변(112c,112d)에 고정된

복수의 분할 마스크(120)와, 서로 이웃하는 분할 마스크 사이 또는 얼라인 마스크 및 분할 마스크 사이에 배치

되어 마스크 사이의 공간을 가리는 복수의 틈새 마스크(104)를 포함하며,

상기 복수의 틈새 마스크(104)는 얼라인 마스크 및 분할 마스크 사이의 공간을 가리는 제 1 틈새 마스크(104a)<65>

및 이웃하는 분할 마스크 사이의 공간을 가리는 제 2 틈새 마스크(104b)로 구성되고, 

상기 제 1 틈새 마스크는 비자성체로 형성된 것을 특징으로 한다.<66>

상기 프레임(110)은, 얼라인 마스크(102)와 틈새 마스크(104) 및 분할 마스크(120) 등을 고정하여 지지하는 역<67>

할을 한다. 또한, 상기 프레임은 소정의 탄성력을 가지면서도 특히, 인장된 상태의 분할 마스크를 안정된 상태

로 지지하여야 하므로 충분한 강성을 지닌 재질로 형성한다.

상기 얼라인 마스크(102)는, 장방형의 박판으로 구성되며, 상기 개구 영역 중에서 상기 프레임의 네 변 가운데<68>

서로 대향하는 두 변(112a, 112b)에 대응되는 양 사이드부에 위치한다. 상기 얼라인 마스크의 일부분은 상기 개

구 영역과 중첩되고, 나머지 부분은 프레임 상부에 위치하게 된다. 

상기 얼라인 마스크는 개구 영역과 중첩되는 영역과, 프레임 상부에 위치하는 영역 각각에 별도의 얼라인 마크<69>

를 구비하여서, 프레임 및 분할 마스크를 정렬시킴과 아울러, 증착 마스크 유닛과 기판을 정렬시키는 것이 가능

하다.

상기 얼라인 마스크는 상기 프레임에 레이저 등으로 용접되어 고정될 수도 있으며, 볼트 등으로 착탈 가능하도<70>

록 고정되는 것도 가능할 것이다.

상기 분할 마스크(120)는, 역시 장방형의 박판으로 형성되며, 길이 방향을 따라 소정의 간격으로 이격하여 증착<71>

물질이 통과할 수 있도록 각각이 하나의 셀 영역에 대응되는 개구부(122)와 상기 개구부를 제외한 더미 영역

(124)으로 구성된다. 

도면에서는 상기 개구부를 장방형 형태로 도시하였으나, 필요에 따라서는 미세 패턴을 형성하도록 패터닝된 마<72>

스크 패턴을 가질 수 있다.

상기 분할 마스크는, 인장력에 대해서도 안정될 수 있도록 충분한 강성을 지니면서도 열에 따른 팽창율이 낮으<73>

며, 자성을 지니는 물질로 형성되는 것이 바람직하다. 

상기 분할 마스크 각각은, 프레임의 상부에서 서로 대향하는 다른 두 변(112c, 112d)에 양 끝단이 고정된다. 이<74>

때, 분할 마스크가 충분한 평평도를 유지할 수 있도록 분할 마스크에 인장력을 가하여 고정하는 것이 바람직할

것이다. 예를 들면, 레이저로 프레임에 용접하여 고정하거나, 볼트 등으로 착탈 가능하도록 고정하는 것도 가능

하다.

상기 틈새 마스크(104)는, 역시 장방형의 박판으로 형성되며, 서로 이웃하는 분할 마스크 사이에 배치되어 분할<75>

마스크 사이의 공간이 오픈되지 않도록 하여서, 기판 상의 셀 영역을 제외한 불필요한 영역에 증착 물질이 증착

되는 것을 방지한다. 

상기 틈새 마스크는 역시 양 끝단이, 분할 마스크의 양 끝단이 고정된 서로 대향하는 프레임의 두 변(112c,<76>

112d)에 고정되며, 예를 들면 레이저 용접 등으로 고정되거나 볼트 등으로 착탈 가능하도록 고정될 수 있다.

또한, 상기 틈새 마스크는 도5에 도시된 바와 같이, 상기 얼라인 마스크 및 분할 마스크의 바닥면, 즉 증착원과<77>

- 7 -

공개특허 10-2010-0000128



대향한 면에 구비되며, 예를 들면, 니켈-코발트 합금이나, 인바(invar) 합금, 서스(SUS), 니켈(Nickel) 등의 재

질이나 이들의 합금 중에서 선택할 수 있을 것이다.

또한, 틈새 마스크는 얼라인 마스크 및 분할 마스크 사이의 공간을 가리는 제 1 틈새 마스크(104a) 및 이웃하는<78>

분할 마스크 사이의 공간을 가리는 제 2 틈새 마스크(104b)로 구성되고, 상기 제 1 틈새 마스크는 비자성체로

형성된 것을 특징으로 한다.

상기 제 1 틈새 마스크를 구성하는 비자성체로는, 예를 들면 폴리아크릴니트릴, 폴리벤즈이미다졸, 폴리이미드<79>

등과 같은 내열성 플라스틱일 수 있으며, 고온에 강하면서도 자성을 띄지 않는 금속 재질을 사용하는 것도 가능

할 것이다.

또한, 상기 제 2 틈새 마스크의 경우, 일반적으로 사용되는 자성을 지니는 니켈이나 니켈 합금 등의 재질로 형<80>

성할 수 있으며, 비자성체를 사용하는 것도 가능하다.

이와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 증착 마스크 유닛은, 복수의 분할 마스크 구조를 채택함으로서 종전<81>

의 원장 마스크 방식에 비하여 마스크 하나의 하중을 줄일 수 있음과 아울러 마스크에 작용하는 인장력을 통해

마스크의 처짐을 방지할 수 있으며, 옵셋(offset)을 주는 것이 용이하므로 보다 정밀하게 패턴을 형성하는 것이

가능하다. 

또한, 마스크 사이의 공간을 가리는 틈새 마스크가, 얼라인 마스크 및 분할 마스크 사이의 공간을 가리는 제 1<82>

틈새 마스크와, 분할 마스크 사이의 공간을 가리는 제 2 틈새 마스크로 구성되고, 상기 제 1 틈새 마스크가 비

자성체로 형성되어서, 프레임을 통해 전달되는 자기력을 비자성체인 제 1 틈새 마스크가 차단함으로써 분할 마

스크의 마스크 패턴들은 자기력에 의하여 영향을 받지 않게 된다. 따라서, 사이드 부분의 마스크 패턴이 왜곡되

어 증착 패턴이 왜곡되는 문제점을 해결할 수 있는 효과를 가진다.

이상에서 설명한 본 발명은 상술한 실시예 및 첨부된 도면에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을<83>

벗어나지 않는 범위내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서 종

래의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.

도면의 간단한 설명

도1은 종래의 유기 발광 표시장치용 증착 장치의 구성을 나타낸 단면도.<84>

도2는 종래의 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛을 나타낸 평면도.<85>

도3은 종래의 유기 발광 표시장치용 증착 장치에서 마그넷 유닛 및 증착 마스크 유닛을 확대한 단면도.<86>

도4는 본 발명의 실시예에 따른 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛을 나타낸 평면도.<87>

도5는 도4의 Ⅰ∼Ⅰ´의 단면도.<88>

도6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기 발광 표시장치용 증착 마스크 유닛을 나타낸 평면도.<89>

도7은 도6의 Ⅱ∼Ⅱ´의 단면도.<90>
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本发明涉及用于有机发光二极管显示器的沉积掩模单元和使用该沉积掩
模单元制造有机发光显示器的方法，更具体地，涉及用于防止掩模变形
的掩模掩模单元，并防止问题发生。 为了实现上述目的，根据本发明的
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